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基于微压力传感器的移动机器人的防撞面

板系统

(57)摘要

本实用新型提出一种高灵敏度、持久耐用等

特点的，基于微压力传感器的移动机器人的防撞

面板系统。包括：移动机器人、防撞面板、MCU微处

理器、主控制器，所述防撞面板位于移动机器人

外围，形成一个圆形，移动机器人设于防撞面板

中间；所述MCU微处理器和主控制器固定在移动

机器人内部线路板上，所述MCU微处理器将接收

到的外部信息进行处理发送到主控制器，主控制

器通过传达的信息控制移动机器人的转向或后

退动作，基于微压力传感器的移动机器人的防撞

面板系统还包括数个微压力传感器，其特征在

于：在移动机器人外围的防撞面板四周装有16个

微压力传感器，将微压力传感器传来的外部信息

传送给MCU微处理器进行数据处理。
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1.基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，包括：移动机器人、防撞面板、MCU

微处理器、主控制器，所述防撞面板位于移动机器人外围，围成一个环形，移动机器人设于

防撞面板中间；所述MCU微处理器和主控制器固定在移动机器人内部线路板上，所述MCU微

处理器将接收到的外部信息进行处理发送到主控制器，主控制器通过传达的信息控制移动

机器人的转向或后退动作，基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统还包括数个微

压力传感器，其特征在于：在移动机器人外围的防撞面板四周装有16个微压力传感器，微压

力传感器与移动机器人中心在同一水平面上，将微压力传感器传来的外部信息传送给MCU

微处理器进行数据处理。

2.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

16个微压力传感器成环形一个个排列于防撞面板内环四周，与防撞面板紧密相连。

3.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

微压力传感器最小可检测到1μm的变形，微压力传感器最小工作压力为100g。

4.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

MCU微处理器上包括模数转换ADC。

5.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

MCU微处理器，微压力传感器、ADC、定时器和串口采用5V供电。

6.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

微压力传感器需要进行校正。

7.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

微压力传感器输出端连接有一个2.5ms中断的定时器。

8.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

MCU微处理器读取数据时，需要依次读取每一个微压力传感器的原始数据。

9.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在于：

微压力传感器的输出端还连接有一个滤波器。

10.如权利要求1所述的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，其特征在

于：滤波器的输出端安装有一个串口。
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基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及到智能机器人技术领域，较为具体的，涉及到基于微压力传感器

的移动机器人的防撞面板系统。

背景技术

[0002] 移动机器人的防撞板，用来检测是否与周围障碍物发生接触，当发生接触时，通知

主控制器执行转向或后退动作。

[0003] 微压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器，我们知道晶体是各个异性

的，非晶体是各个同性的，某些晶体介质，当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时，就

产生了极化效应；当机械力撤掉之后，又会重新回到不带电的状态，也就是受到压力的时

候，某些晶体可能产生出电的效应，也就是所谓的极化效应，科学家就是根据这个效应研制

除了微压力传感器。

[0004] 目前移动机器人的防撞面板采用带有弹簧结构的机械开关，由于此机械开关工作

行程很大，触发需要一段时间，导致不能及时检测到障碍物，并且在外观结构设计时，必须

将防撞板和主机分离开，限制了外观的一体化和个性化设计。

实用新型内容

[0005] 有鉴于此，本实用新型提出一种高灵敏度、持久耐用等特点的，基于微压力传感器

的移动机器人的防撞面板系统。

[0006] 本实用新型基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，包括：移动机器人、

防撞面板、MCU微处理器、主控制器，所述防撞面板位于移动机器人外围，围成一个环形，移

动机器人设于防撞面板中间；所述MCU微处理器和主控制器固定在移动机器人内部线路板

上，所述MCU微处理器将接收到的外部信息进行处理发送到主控制器，主控制器通过传达的

信息控制移动机器人的转向或后退动作，基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统

还包括数个微压力传感器，其特征在于：在移动机器人外围的防撞面板四周装有16个微压

力传感器，微压力传感器与移动机器人中心在同一水平面上，将微压力传感器传来的外部

信息传送给MCU微处理器进行数据处理。

[0007] 进一步的，16个微压力传感器成环形一个个排列于防撞面板内环四周，与防撞面

板紧密相连。

[0008] 进一步的，微压力传感器最小可检测到1μm的变形，微压力传感器最小工作压力为

100g。

[0009] 进一步的，MCU微处理器上包括模数转换ADC，模数转换ADC将微压力传感器的电压

信号转换成数字信号，以便处理。

[0010] 进一步的，MCU微处理器，微压力传感器、ADC、定时器和串口采用5V供电，供电后，

需要初始化MCU微处理器、微压力传感器、ADC、定时器、串口后移动机器人才开始运作。

[0011] 进一步的，微压力传感器需要进行校正，微压力传感器需要对于每一个传感器分
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别采集一定数量的原始数据并取平均作为基准值；以后读取的微压力传感器数据满足一定

条件时，会再次进行微压力传感器校正，以消除微压力传感器数据的漂移。

[0012] 进一步的，微压力传感器输出端连接有一个定时器，为保证及时检测到障碍物，并

通知主控制器，启动一个2.5ms中断的定时器，定时器计时达到2.5ms时，则产生中断，进入

中断服务程序进行后续处理；如果未达到2.5ms，则继续计时。

[0013] 进一步的，MCU微处理器读取数据时，需要依次读取每一个微压力传感器的原始数

据。

[0014] 进一步的，微压力传感器的输出端还连接有一个滤波器，将读取到的微压力传感

器数据的实际值进行滤波，以滤除噪声，得到有用的信号值。如果信号值小于设置的阈值，

则表示没有接触到障碍物；如果信号值大于设置的阈值，则表示接触到了障碍物。

[0015] 进一步的，滤波器的输出端安装有一个串口，当接触到障碍物时，通过串口一直输

出对应传感器方位，通知主控制器，主控制器根据微压力传感器方位执行转向或后退动作，

当没有接触到障碍物时，串口停止输出，此时机器继续按计划正常运行。

[0016] 由此可见，上述实用新型的基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统，以

MCU微处理器为核心，采用微压力传感器技术，将接触到的障碍物方位以信息的形式传递给

MCU微处理器进行处理，然后将信息传送给主控制器来控制移动机器人的转向或后退动作。

微压力传感器具有高灵敏度、持久耐用等特点，最小可检测到1μm的形变，最小工作压力

100g(0.8mm不锈钢面板)，因此，既能够及时检测到障碍物，又可以满足外观一体化和个性

化设计的需要。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的机械结构图。

[0018] 图2为本实用新型的电路结构图。

具体实施方式

[0019] 如图1所示，为本实用新型的机械结构图所示，本实用新型的基于微压力传感器的

移动机器人的防撞面板系统，包括：移动机器人、防撞面板、MCU微处理器、主控制器，所述防

撞面板位于移动机器人外围，围成一个环形，移动机器人设于防撞面板中间；所述MCU微处

理器和主控制器固定在移动机器人内部线路板上，所述MCU微处理器将接收到的外部信息

进行处理发送到主控制器，主控制器通过传达的信息控制移动机器人的转向或后退动作，

基于微压力传感器的移动机器人的防撞面板系统还包括数个微压力传感器，其特征在于：

在移动机器人外围的防撞面板四周装有16个微压力传感器，微压力传感器与移动机器人中

心在同一水平面上，将微压力传感器传来的外部信息传送给MCU微处理器进行数据处理。

[0020] 所述16个微压力传感器成环形一个个排列于防撞面板内环四周，与防撞面板紧密

相连。

[0021] 所述微压力传感器最小可检测到1μm的变形，微压力传感器最小工作压力为100g。

[0022] 所述MCU微处理器上包括模数转换ADC，模数转换ADC将微压力传感器的电压信号

转换成数字信号，以便处理。

[0023] 所述MCU微处理器，微压力传感器、ADC、定时器和串口采用5V供电，供电后，需要初
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始化MCU微处理器、微压力传感器、ADC、定时器、串口后移动机器人才开始运作。

[0024] 所述微压力传感器需要进行校正，微压力传感器需要对于每一个传感器分别采集

一定数量的原始数据并取平均作为基准值；以后读取的微压力传感器数据满足一定条件

时，会再次进行微压力传感器校正，以消除微压力传感器数据的漂移。

[0025] 所述微压力传感器输出端连接有一个定时器，为保证及时检测到障碍物，并通知

主控制器，启动一个2.5ms中断的定时器，定时器计时达到2.5ms时，则产生中断，进入中断

服务程序进行后续处理。如果未达到2.5ms，则继续计时。

[0026] 所述MCU微处理器读取数据时，需要依次读取每一个微压力传感器的原始数据。

[0027] 所述微压力传感器的输出端还连接有一个滤波器，将读取到的微压力传感器数据

的实际值进行滤波，以滤除噪声，得到有用的信号值。如果信号值小于设置的阈值，则表示

没有接触到障碍物；如果信号值大于设置的阈值，则表示接触到了障碍物。

[0028] 所述滤波器的输出端安装有一个串口，当接触到障碍物时，通过串口一直输出对

应传感器方位，通知主控制器，主控制器根据微压力传感器方位执行转向或后退动作，当没

有接触到障碍物时，串口停止输出，此时机器继续按计划正常运行。

[0029] 如图2所示，为本实用新型的电路结构图所示，微压力传感器的VCC和GND分别连接

到MCU微处理器的微压力传感器电源脚VCC和GND，微压力传感器的差分电压输出S+和S-分

别连接到MCU微处理器的一路差分电压输入S+和S-；MCU微处理器由主控制器供电3.3V，MCU

微处理器的串口TX与主控制的串口RX连接。

[0030] 主控制器上电时，3.3V会给MCU微处理器供电，而MCU微处理器的VCC会给微压力传

感器供电；当防撞板发生碰撞时，微压力传感器产生形变，导致差分电压S+、S-的变化；MCU

微处理器对通过内部微处理器检测该变化，并以此判断是否发生碰撞，如果发生碰撞则通

过TX发送给主控制的RX；主控制器的RX接收到碰撞信号后，控制机器人避障。

[0031] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，

但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通

技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属

于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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图2
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